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１．概要（Summary） 

これまでにイオンビーム誘起グラフト重合法を用いて空

間的に機能制御を行った燃料電池用電解質膜(M-PEM)

の開発研究を行ってきた。M-PEM は、ガスバリア性の向

上、出力向上などの優れた性能を示したが、イオンビーム

照射のための設備的な制限から膜の高価格化が避けら

れない。そこで M-PEM の量産化に向け、電子ビームに

よる M-PEM（Me-PEM）の作製を検討した。本研究では、

電子ビームによる高分子基材内への空間的なエネルギ

ー付与を検討するためのステンシルマスクを阪大拠点の

設備の利用により作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深掘りエッチング装置（サムコ “RIE-400iPB-NP”） 

ナノ薄膜形成システム[EB 蒸着アークプラズマ蒸着]（ア

ルバック “UEP-2000 OT-H/C”） 

LED描画システム（ピーエムティー “PLS-1010”） 

多元 DC/RF ス パ ッ タ装置 （ キ ヤ ノ ン ア ネルバ 

“EB1100”） 

【実験方法】 

シリコンウェハに Cr をスパッタにより蒸着し、そ

の後フォトレジストを成膜した。LED 描画によりパ

ターン形成し、現像を行った。Cr をエッチマスクに

ボッシュプロセスによりドライエッチングを行い、ス

テンシルマスクを得た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

早稲田大学において、作製したステンシルマスクを

高分子基材に被せ、電子ビーム誘起グラフト重合法を

用いて合成した Me-PEM と、ステンシルマスクを被

せずに電子ビームを照射した N-PEM の発電性能を

Fig.1に示す。Me-PEMは N-PEMよりも高い性能を

示した。これは、微細構造によりガスバリア性が向上

したためであると考えられる。 

 

Fig.1 FC performance of each PEM 
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